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摘要(译)

提供一种掩模组件，该掩模组件包括：掩模板，其包括具有至少一个开
口部的图案部；和焊接部，该焊接部连接至所述图案部；以及掩模框
架，其上安装有掩模板并焊接至所述焊接部。 掩模板包括被配置为形成
掩模框架的第一表面和与第一表面相对的第二表面。 焊接部分包括阴影
区域，其中图案部分中第二表面的表面粗糙度大于第二表面的表面粗糙
度。
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